





MEMS (Micro Electro-Mechani- の華庁しい柱のひとつにしようとい
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きた呼称であり、欧州ではMST して「微小な可動部を含むシステ 一方、我が国においては、 1985
(Micro System Technology)、我 ム」、すなわち、マイクロマシ 年頃から半導体加工技術を用いた
が国ではマイクロマシンと呼ばれ ン・マイクロエレクトロニクス・ 超小型モーターに代表されるマイ




MEMSの研究は、1970年頃に るようになった。 1992年からは、 クトをスタートさせた。本プロジ
米国スタンフォード大学の電気工 DARPA (米国防省高等研究計算 ェクト成果として(財)マイ クロマシ
学科で始まったと言われている。 局)支援のMEMSプログラムが ンセンターから発表されているテ




NASA (米国航空宇宙局)の委託 がある(図表1)9)。鏡は非常に システムの 4つであり、いずれも
による研究開発であり、 宇宙船搭 強い光でも反射させることができ、 mm単位の微小機械で、ある 10)。こ
載用に小型化することが目的であ 液晶ディスプレイでは表示できな れらの中にそのまま商業化された
った。 1980年代後半に入ると、カ い大画面表示を小型装置で実現す ものは無いが、各システムに使わ
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電池、小型燃料改質器、熱電変換 ウム二次電池を置き換えること (SiC)を用いたり、 SiCの表面コ
などである 15)。 は、達成可能と考えられている。 ーテイ ングを施す工夫が用いられ
小型燃焼発電機(図表8)は、 MEMS技術を用いた超小型電池 る。また、携帯機器応用では、コ
マサチューセッツ工科大学で考案 を用いて、現状の電池より長時間 ンピニエンスストアでライターの
されたもので16)、シリコンを深い 化が達成できれば、携帯電話でイ よう な燃料カートリ ッジを買い、
エッチング (ReactiveIon Etch- ンターネットを常時接続で利用す 手軽に交換できるようにする、と
ing)加工技術でμm単位のター ることも可能になるため、市場の いう新製品コンセプトがある。

































































































































サイエンスが急速に発展してい 研究は、 2000年頃から NEMS



































































































































































































































































最も聞かれている分野と言える。 ては 7-3項で記した 2大学が最 が行っているサービスとして大阪
も多くの実績を有する。電気学会 府立産業技術総合研究所のマイク
任土む は、 MICS (Micromachine Inte- ロデバイス開発支援センターの例
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